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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abschirmung mit
Gettermaterial für eine Vakuumschaltröhre mit einer Va-
kuumschaltkammer mit relativ zueinander beweglichen
mit Kontaktstücken ausgestatteten Leitern, die die Kon-
taktstücke beabstandet in Gestalt eines zylinderförmi-
gen metallischen Schirmes mit an dem Schirm angeord-
netem Gettermaterial umgibt. Des weiteren betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Befestigen von Getterma-
terial an einem zylinderförmigen Schirm für eine vaku-
umschaltröhre, bei der der Schirm die Kontaktstücke
der Vakuumschaltröhre beabstandet umgibt.
[0002] Die Abschirmung des Vakuumschalters mittels
eines in der Vakuumschaltkammer angeordneten me-
tallischen Schirmes dient der Aufgabe, die Ablagerung
von leitendem Material, das von den Schaltkontakten
während einer Schalthandlung verdampft, und sich an
unerwünschten Stellen niederschlägt, insbesondere
Isolatoren, zu verhindern. Als Abschirmungsmaterialien
für den Schirm werden üblicherweise Edelstähle einge-
setzt.
[0003] Eine weitere Grundbedingung für das sichere
Funktionieren eines Vakuumschalters ist ein entspre-
chend hohes Vakuum, nämlich ein Innendruck von etwa
10-7 bar oder kleiner. Dieser Druck darf während der ge-
samten Lebensdauer der Vakuumschaltkammer nicht
unterschritten werden. Der Innendruck einer Vakuum-
schaltkammer zeigt im Normalfall kein stationäres, son-
dern ein dynamisches Verhalten. Winzige Lecks und
Ausgasung der Materialien in der Vakuumschaltkam-
mer bewirken bereits einen Druckanstieg. Zur Reduzie-
rung der durch Ausgasung der Materialien sowie Lek-
kagen erzeugten Gase ist es bekannt, Getterelemente
in der Vakuumschaltkammer anzuordnen, die durch das
Binden der Gase eine Druckabsenkung herbeiführen.
[0004] Die Ausbildung und Anordnung von Getterma-
terial in der Vakuumschaltkammer eines Vakuumschal-
ters ist beispielsweise aus der DE 38 29 888 C2 be-
kannt. Hierbei ist der metallische Schirm, der die Schalt-
kontakte umgibt, vollständig aus Gettermaterial gebil-
det, das bei Entladungen und Schalten infolge der er-
zeugten Wärme verdampft und somit der Vakuum-
schaltkammer eine ausreichende Getterkapazität zur
Verfügung steht. Als Gettermaterial ist Titan bevorzugt.
[0005] Auch gemäß dem Vorschlag der DE 19 10 633
A1 wird Gettermaterial an der Abschirmung angeordnet,
dergestalt, daß es der Lichtbogenwärme ausgesetzt ist.
[0006] Gemäß dem Vorschlag der DE-AS 11 85 690
(nächstliegender Stand der Technik) ist in der Abschir-
mung der Vakuumschaltkammer eine Ausnehmung vor-
gesehen, in der der Getter befestigt ist, wobei er nicht
aus der Umfangsfläche der Abschirmung hervorstehen
soll. Die Art der Anbringung ist montageintensiv und be-
einträchtigt die Schirmwirkung.
[0007] Soweit bei bekannten Getteranordnungen in
Vakuumschaltkammern diese durch Punktschweißen
aufgebracht werden, ist dies nur auf Trägern, d.h. Schir-

men aus Edelstahl, Kupfernickellegierungen, Eisennik-
kellegierungen, Monel und Eisennickelkobaltlegierun-
gen möglich, die ausreichend niedrige thermische Leit-
fähigkeit haben, nicht jedoch auf Kupfer. Das Befestigen
des Getters durch Löten birgt die Gefahr einer Vergif-
tung des Getters während des Hochtemperaturlötpro-
zesses in sich durch Metalldämpfe aus dem Lot, infol-
gedessen die Funktion des Getters erheblich beein-
trächtigt werden kann. Daher scheidet die Befestigung
des Getters durch Löten aus.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Getter in einer Vakuumschaltkammer einer Vakuum-
schaltröhre dauerhaft zu befestigen, ohne daß diese
Befestigung montageaufwendig ist oder sonstige Nach-
teile aufweist. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist darin
zu sehen, eine Befestigungsart für ein Getter vorzuse-
hen, die nicht auf den Einsatz von Abschirmungen aus
Edelstahl oder entsprechenden Legierungen, wie beim
Punktschweißen, beschränkt ist.
[0009] Erfindungsgemäß wird die eingangs gestellte
Aufgabe bei einer Abschirmung für eine Vakuumschalt-
röhre der gattungsgemäßen Art dadurch gelöst, daß ein
bandförmiger geschlossener Getterring außenseitig an
dem Schirm angeordnet und an mindestens einer Befe-
stigungsstelle mechanisch durch Verformung des Schir-
mes oder mittels Schweißen dauerhaft befestigt ist.
[0010] Erfindungsgemäß wird einerseits eine rein me-
chanische Befestigung des Getters am Schirm vorge-
schlagen, die ohne Erwärmung und ohne zusätzliche
Bindemittel, wie Lot, durchführbar ist. Andererseits er-
möglicht die Erfindung, auch die Anwendung des
Schweißens, wie Punktschweißen, Elektronenstrahl-
schweißen, Ultraschallschweißen, Widerstandsschwei-
ßen und insbesondere auch des Laserschweißens zur
Befestigung des Gettermaterials unter Vermeidung zu
hoher lokaler Erwärmungen. Die erfindungsgemäße
Befestigung des Getters in Gestalt eines geschlosse-
nen Getterringes ermöglicht des weiteren auch den Ein-
satz einer Abschirmung, d.h. eines zylindrischen
Schirmteiles aus einem Material mit hoher Wärmeleitfä-
higkeit, nämlich Kupfer oder Kupferlegierungen. Die Be-
festigung des Getters erfolgt bevorzugt durch mechani-
sche Verformung des Schirmes nach dem Aufbringen
und Inpositionsetzen des Getterringes auf dem Schirm.
Somit ermöglicht die Erfindung eine feste Verbindung
eines Getters, bevorzugt in Form eines Getterbandes
mit einem Schirm, der auch oder nur aus Kupfer besteht.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäß gestalteten Abschirmung mit Getter für eine Va-
kuumschaltröhre sind den kennzeichnenden Merkma-
len der Unteransprüche 2 bis 11 entnehmbar.
[0012] Als Gettermaterial kommen neben Titan auch
weitere metallische Legierungen, wie ZrAl, ZrTi, ZrAlTi,
ZrVFeTi oder MoTi, in Frage. Bevorzugt weist das Get-
terelement die Gestalt eines bandförmigen Ringes auf,
wobei der Getterring aus einem Band durch Vernieten
oder Verschweißen, wie Punktschweißen, an den Ban-
denden herstellbar ist oder aber auch der Getterring als
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ein einstückiges Teil integral herstellbar ist, beispiels-
weise als Zylinderrohrabschnitt von einem Zylinderrohr.
[0013] Neben dem bevorzugten Schirmmaterial Kup-
fer mit hoher Wärmeleitfähigkeit ist es auch möglich,
niedriglegierte Kupferlegierungen oder hochlegierte
Kupferchrom, Kupferkobalt, Kupfereisen, Molybdän-
kupfer, Wolframkupfer, Wolframcarbidsilber, Wolfram-
carbidkupfer oder Kombinationen der vorgenannten
Materialien für den Schirm einzusetzen, die ebenfalls ei-
ne gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und eine gute
Wärmeableitung aus der Vakuumschaltkammer unter-
stützen.
[0014] Gemäß dem Vorschlag der Erfindung ist der
Gettering außenseitig an dem zylinderförmigen Schirm
angeordnet. Der Schirm weist eine an die Form der Va-
kuumschaltkammer angepaßte Form auf. Bezüglich der
Anordnung des Getterringes wird vorgeschlagen, die-
sen so an dem Schirm anzuordnen, daß er ebenfalls
nicht über die äußere Umfangsfläche des Schirmes we-
sentlich vorsteht. In einer Ausgestaltung der Erfindung
wird daher vorgeschlagen, daß der zylinderförmige
Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der Getterring
aufschiebbar ist, einen stufenförmigen Absatz zur Auf-
nahme des Getterringes aufweist, der etwa eine der Dik-
ke des Getterringes entsprechende Breite aufweist, wo-
bei der Außendurchmesser des Endbereiches des
Schirms nicht größer als der Innendurchmesser des
Getterringes ist.
[0015] Für die Befestigung des Gettermaterials und
Ausbildung der Abschirmung wird erfindungsgemäß ein
Verfahren vorgeschlagen, bei dem ein bandförmiger ge-
schlossener Getterring aus einem Gettermaterial gefer-
tigt wird, ein zylindrischer eine gute Wärmeleitung auf-
weisender Schirm aus Kupfer oder eine Kupfer enthal-
tende Legierung gefertigt wird, der einen Endbereich
aufweist, dessen Außendurchmesser so bemessen ist,
daß der Getterring auf den Endbereich aufschiebbar ist,
der Getterring auf den Endbereich des Schirmes aufge-
schoben wird und der Getterring mechanisch oder mit-
tels Schweißen an dem Schirm befestigt wird.
[0016] Bevorzugt wird das Laserschweißen.
[0017] Vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sind
den kennzeichnenden Merkmalen der Verfahrensan-
sprüche 12 bis 18 entnehmbar.
[0018] Für eine einfache Befestigung des Getterrin-
ges durch Verformung des Schirmes wird vorgeschla-
gen, daß die Länge des von der Absatzstufe sich er-
streckenden verjüngten Endbereiches größer bemes-
sen ist als der Breite des Getterringes entspricht, so daß
der Endbereich über den aufgeschobenen Getterring
vorsteht. Somit kann dieser Randbereich bereichsweise
nach außen gerichtet verformt werden, um krallenartige
oder krampenartige Verformungen zum Lagefixieren
des Getterringes auszubilden. Es ist aber auch möglich,
den Randbereich umlaufend nach außen zu bördeln,
um auf diese Weise den Getterring in seiner Lage dau-
erhaft zu befestigen. Es ist auch möglich, Gettering und
Schirm mittels einer formschlüssigen Faltverbindung

nach Art eines Druckknopfes mechanisch miteinander
zu verbinden.
[0019] Gemäß einem weiteren Vorschlag, wird die
Abschirmung so ausgebildet, daß der zylinderförmige
Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der Getterring
aufschiebbar ist, einen stufenförmig verjüngten Absatz
aufweist und der verjüngte Absatz von seinem stirnsei-
tigen Ende her mit Schlitzen versehen ist und die zwi-
schen den Schlitzen befindlichen Endbereiche des
Schirmes nach außen unter Ausbildung eines beab-
standet von dem Schirm vorstehenden Kragens umge-
bogen sind.
[0020] Bei der Herstellung der Abschirmung kann bei-
spielsweise so vorgegangen werden, daß der zylindri-
sche Schirm mit einem stufenförmig verjüngten Absatz
für die Aufnahme des Getterringes ausgebildet wird und
der verjüngte Absatz von seinem stirnseitigen Ende her
mit Schlitzen versehen wird und nach dem Befestigen
des Getterringes an der Außenseite des Schirmes die
zwischen den Schlitzen verbliebenen Endbereiche des
Schirmes den Getterring beabstandet überkragend
nach außen umgebogen werden.
[0021] Die Erfindung ermöglicht eine dauerhafte Be-
festigung eines großen Getterelementes in Gestalt ei-
nes bandförmigen Getterringes an dem Schirm, wo-
durch eine große Getteroberfläche zur Verfügung steht.
Durch die außenseitige Befestigung des Getterringes
am Schirm wird dieser auch vor dem direkten Einfluß
des Lichtbogens - Metalldampfbogens - geschützt und
eine dauerhaft hohe Funktion des Getters ist gewährlei-
stet.
[0022] Hierbei ist es nach einem Vorschlag der Erfin-
dung auch möglich, daß das Verbinden der Banden-
denn zu dem Getterring gleichzeitig mit der Befestigung
des Getterringes an dem Schirm mittels Schweißen, wie
Punktschweißen, Laserschweißen, Ultraschallschwei-
ßen, Elektronenstrahlschweißen, Widerstandsschwei-
ßen erfolgt.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnung an einem Ausführungsbeispiel erläutert. Es
zeigen

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch
eine Vakuumschaltröhre

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Getter-
ringes

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines zylin-
derförmigen Schirmes

Fig. 4 den Schnitt AA nach Fig. 3 auszugsweise

Fig. 5 den Schirm mit Getterring gemäß Fig. 2
und 3

Fig. 6 Teillängsschnitt einer Vakuumschaltröhre
mit Schirm und Getterring gemäß Fig. 5
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Fig. 7 Teillängsschnitt durch ein Vakuumschalt-
gerät mit Vakuumschaltröhr mit Schirm und
Getterring gemäß Fig. 5

Fig. 8 perspektivische Ansicht einer zylinderför-
migen Abschmirmung mit Schlitzen und
Getterring vor der Verformung

Fig. 9,10 Längsschnitt durch Abschirmung mit befe-
stigtem Getterring nach Fig. 8 in zwei Vari-
anten.

[0024] In der Fig. 7 ist beispielhaft für die Anwendung
der Erfindung ein Vakuumschaltgerät mit den wesentli-
chen Funktionsteilen im auszugsweisen Querschnitt
dargestellt, bei dem Vakuumschaltröhren der erfin-
dungsgemäßen Art einsetzbar sind. Hierbei handelt es
sich um ein elektromagnetisches Schaltgerät mit einem
Magnetantrieb mit Magnetkern, was nicht näher darge-
stellt ist und Anker und wenigstens einer Vakuumschalt-
röhre mit einem Festkontakt sowie mit einer Hubstange
in direkter linearer Wirkverbindung stehenden bewegli-
chen Kontakt und einer mit der Hubstange und dem An-
ker in Wirkverbindungen stehenden Schaltwippe zur
Umsetzung der Antriebsbewegung in eine Schaltbewe-
gung des beweglichen Kontaktes. Hierbei ist die Hub-
stange an einem Ende mit dem den beweglichen Kon-
takt tragenden Kontaktträger fest verbunden und der
Kontaktträger ausgangsseitig mit der Vakuumschaltröh-
re in einem Rohrlager in bezug auf die Längsachse der
Hubstange gleitverschieblich gelagert.
[0025] Der Anker 110 ist gemäß Fig. 7 an der Anker-
aufnahme 111 befestigt und an der Schaltwippe 120 un-
ter Zwischenlage der Dämpfungslager 122 mittels des
Bolzens 113 festgelegt, und zwar an dem an einem En-
de der Schaltwippe 120 ausgebildeten Wippenaufnah-
melager 121. Die Schaltwippe 120 ist in dem Schienen-
trägergehäuse 140 bzw. dem nicht näher dargestellten
Antriebsgehäuse des Vakuumschaltgerätes 200
schwenkbar gelagert. Im oberen Bereich des Schienen-
trägergehäuses 140 ist die Vakuumschaltröhre 1 ange-
ordnet, die an ihrem einen Ende den Festkontakt 31 tra-
genden Festkontaktträger 30 aufweist, der mittels
Schraube 170 an der Anschlußfahne 160 befestigt ist
und in dem Schienenträgergehäuse 140 fixiert ist. Die
Vakuumschaltröhre 1 umfaßt des weiteren den beweg-
lichen Kontaktträger 20 mit dem beweglichen Kontakt
21, dessen Bewegung in Pfeilrichtung P2, P2' mittels
des Metallfaltenbalges 4 gegenüber der Vakuumschalt-
röhre 1 abgedichtet ist. Ausgangsseitig weist die Vaku-
umschaltröhre 1 das Röhrenlager 147, in dem der Kon-
taktträger 20 in der Schaltbewegungsrichtung gleitver-
schieblich gelagert ist. In linearer direkter Wirkverbin-
dung mit dem beweglichen Kontaktträger 20 und damit
dem beweglichen Kontakt 21 steht die am Ende des
Kontaktträgers 20 befestigte Hubstange 150, die in die-
sem Befestigungsbereich auch durch das Röhrenlager
147 geführt ist. An ihrem anderen Ende ist die Hubstan-

ge 150 in dem Achsführungslager 160 axial geführt, wo-
bei das Achsführungslager 160 im Bereich der Seiten-
wand des Schienenträgergehäuses 140 angeordnet
und dort mittels Schrauben 153, die senkrecht zur
Längsachse X der Hubstange und der Vakuumschalt-
röhre 1 verlaufen, angeordnet sind.
[0026] An der Hubstange ist des weiteren die zu der
Anschlußschiene 161 führende Litze 141 befestigt, in
direktem Anschluß an das Ende des beweglichen Kon-
taktträgers 20 und auf der anderen Seite mittels einer
Sechskantmutter auf der Hubstange 150 festgelegt. Die
Schaltwippe 120 greift mit ihrem Gabelende 123a, b
beidseitig der Hubstange 150 zwischen den beiden La-
gern 147 und 160 zur Übertragung der Schaltbewegung
P1 der Schaltwippe ein. Bei Bewegung der Schaltwippe
120 durch Auslösen einer entsprechenden Ankerbewe-
gung, siehe Pfeil P3, wird die Schaltwippe 120 aus der
Ausgangsstellung gemäß Fig. 1 in Pfeilrichtung P1 an
ihren Gabelenden geschwenkt und hierbei die Hubstan-
ge 150 mit den damit verbundenen Teilen mitgenom-
men, wodurch die Schaltbewegung, siehe Pfeil P2, zum
Schließen der Kontakte 21, 31 der Vakuumschaltröhre
1 ausgeführt wird. Umgekehrt zum Öffnen bewegt sich
die Hubstange in Pfeilrichtung P2' und die Kontakte 21,
31 öffnen.
[0027] Die Vakuumschaltröhre 1 gemäß Fig. 1 umfaß
den beweglichen Leiter 2 und den feststehenden Leiter
3, die jeweils einen Kontaktträger 20, 30 mit einem an
den einander zugewandten stirnseitigen Enden ange-
brachten Kontaktstück 21 bzw. 31 aufweisen. Die Vaku-
umschaltkammer wird von den metallischen Deckeltei-
len 5, 6 gebildet, mit dem dazwischen angeordneten
Isolator 7. Der bewegliche Leiter 2 ist gegenüber dem
Gehäuse bzw. Deckel 5 mittels Führung 41 und dem
Faltenbalg 4 abgedichtet. Die die Vakuumschaltkammer
bildenden außenseitigen Teile sind über Lötstellen 10,
12, 14, 15 miteinander verbunden, der Faltenbalg 4 ist
am anderen Ende an dem beweglichen Leiter 2 über die
Lötstelle 16 fixiert. Die Kontaktstücke 21, 31 sind eben-
falls über Verbindungsflächen 11, 13, die als Lötstellen
ausgebildet sind, mit dem jeweiligen Kontaktträgern 20
bzw. 30 verbunden. So ist eine abgeschlossene Vaku-
umschaltkammer 100 ausgebildet. Die Kontaktstücke
21, 31 werden seitlich von dem zylinderförmigen Schirm
8 umgeben, der einerseits mit dem Deckel 6 im Bereich
der Festkontakte verlötet ist und mit seinem freien Ende
bis in den Bereich des Isolators 7 reicht, um auf diese
Weise die Strahlungswärme sowie kondensierenden
Metalldampf aus dem Schaltbereich aufzufangen und
abzuführen und den Metalldampfbogen von dem Dek-
kel 6 und dem Isolator 7 abzuschirmen. Der Schirm 8
ist aus Kupfer, wodurch eine besonders gute Wärmea-
bleitung ermöglicht wird. Für die Bindung der beim
Schalten durch den Metalldampfbogen entstehenden
Gase ist ein Getter in Gestalt eines Getterringes 9 au-
ßenseitig an dem Schirm 8 nahe dessen freien Ende
angeordnet. Der Getterring 9 ist ebenfalls vor der direk-
ten Beeinflussung des Metalldampfes geschützt, da er
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außenseitig an der Abschirmung 8 angebracht ist, siehe
auch Fig. 1.
[0028] In der Fig. 2 ist ein Getterring dargestellt, der
aus einem entsprechend breiten Band durch Verbinden
der Bandenden 91 mittels Punktschweißen, Laser-
schweißen oder beispielsweise Elektronenstrahl-
schweißen oder Vernieten hergestellt ist. Der Innen-
durchmesser des Bandes ist mit Ig bezeichnet, die
Banddicke mit d und die Bandbreite mit b.
[0029] In der Fig. 3 ist der Schirm 8 perspektivisch
dargestellt, der einen Basisschirmteil 81, mit dem er den
Bereich der Schaltkontakte umfaßt, aufweist und hieran
angepaßt über einen stufenförmigen Absatz 82 einen
zylinderförmigen Endbereich 83, der wiederum über ei-
nen stufenförmigen Absatz 84 sich verjüngt zu dem
Endbereich 85. Der stufenförmige Absatz 84, siehe Fig.
4, weist eine Breite a auf, die etwa der Dicke d des Get-
terringes entspricht, so daß der Getterring 9 hierauf auf-
sitzt und in etwa bündig mit der Mantelaußenfläche 83
des zylinderförmigen Schirmes abschließt. Die Höhe
bzw. verbleibende Länge Le des zylindrischen verjüng-
ten Endbereiches 85 ist etwas größer als der Breite b
des Getterringes 9 entspricht.
[0030] In der Fig. 5 ist der auf den Schirm auf den stu-
fenförmigen Absatz 84 aufgesetzte Getterring 9 ersicht-
lich, wobei am oberen freien Ende des Schirmes 8 ein
schmaler Randbereich der Abmessung Le-b über den
Getterring 9 vorsteht und in diesem Randbereich durch
mechanische Verformung zum Beispiel vier Krampen
86a, 86b, 86c, 86d durch Stemmen nach außen ausge-
formt sind, durch welche der Getterring 9 in der auf den
Schirm 8 aufgeschobenen Position mit dem Gegenlager
der Absatzstufe 84 dauerhaft befestigt ist.
[0031] Diese erfindungsgemäße mechanische Mon-
tage des Getteringes 9 an dem Schirm 8 ermöglicht, für
den Schirm 8 ein weiches und nicht besonders gut
schweißfähiges Material, wie Kupfer, das jedoch eine
hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist, einzusetzen.
[0032] Die Befestigung des auf den Schirm 8 aufge-
setzten Getterringes 9 kann neben der simplen Verfor-
mung durch Verdrücken des Schirmrandes auch durch
teilweises oder vollständiges Umbördeln des Schirm-
randes oder dergleichen erfolgen.
[0033] In der Fig. 6 ist die Anordnung des Schirmes
8 mit Getterring 9 in einer Vakuumschaltröhre gemäß
Fig. 1 auszugsweise im Querschnitt dargestellt.
[0034] Für die Herstellung eines Schirmes mit au-
ßemseitigen Getterring, der durch einen überkragenden
Schirmbereich einen zusätzlichen Schutz des Getter-
materials gegen Metalldämpfe bietet, wird die Ausbil-
dung einer Abschirmung mit einem Schirm gemäß Fig.
8 vorgeschlagen. Der zylinderförmige Schirm 8 weist
ebenfalls über eine Absatzstufe oder zwei Absatzstufen
einen verjüngten zylinderförmigen Endbereich 85 auf.
Über diesen Endbereich 85 wird später der Getterring
9 aufgeschoben, wie angedeutet, bis er an der Absatz-
stufe anliegt. Der verjüngte Endbereich 85 ist mit axial
in Längserstreckung des Schirms 8 verlaufenden drei

oder mehr Schlitzen 8a, 8b, 8c versehen. Zwischen dem
aufgeschobenen Getterring 9 und dem stirnseitigen En-
de des Schirmbereiches 85 verbleibt eine größere Hö-
he, so daß hier eine ausreichende Umbördelung und
Überkragung, wie in den Fig. 9 und 10 dargestellt durch
nach außen Biegen ermöglicht ist.
[0035] In der Fig. 9 ist schematisch dargestellt, wie
nach dem Aufziehen des Getterringes 9 auf den Schirm
8 der verjüngte Schirmbereich 85 nach außen umgebo-
gen wird, sozusagen U-förmig und dadurch ein Kragen
88 gebildet wird, der mit seinem Ende 88a beabstandet
noch den Getterring 9 nach außen überdeckt. Hierfür ist
es erforderlich, den verjüngten Bereich 85 von der Stufe
zur Auflage des Getterringes so groß zu machen, daß
ein entsprechend breiter bördelbarer Randbereich ver-
bleibt. Die Umbördelung bzw. Umbiegung wird durch
das Ausbilden der Schlitze erleichtert. Der Getterring
wird bevorzugt vollständig von dem so gebildeten Kra-
gen abgeschattet. Auf diese Weise ist ein verbesserter
Schutz des Getters vor Belag mit kondensierendem Me-
talldampf während der Vakuumlotphase und durch Va-
kuumlichtbögen gegeben.
[0036] Darüber hinaus kann der Bördelrand und Kra-
gen 88 auch mit seinem unteren Ende 88a, wenn er
leicht nach außen gebogen wird, zugleich als ein Mittel
zur Zentrierung des Aufbaus der Vakuumschaltröhre
nach Fig. 1 dienen, indem hier eine Abstützung der äu-
ßeren Isolierung 7, beispielsweise einer Keramik, er-
folgt und damit diese Keramik 7 in bezug auf die Ab-
schirmung zentriert wird.
[0037] Mit der erfindungsgemäßen Ausbildung und
Anordnung eines Gettermaterials ist eine dauerhafte
Befestigung einer großen Getteroberfläche an der Ab-
schirmung möglich und sogleich der Schutz des Getters
vor Bedampfen durch Metalldämpfe aus dem Lot wäh-
rend des Herstellungsprozesses der Lötverbindungen
der Vakuumschaltröhre gegeben.
[0038] Durch die Anordnung des Gettermaterials an
der Außenseite der Abschirmung ist dieses auch vor
dem direkten Einfluß des Metalldampfbogens geschützt
und eine dauerhaft hohe Funktion des Getters gewähr-
leistet. Zudem können erfindungsgemäße in Verbin-
dung mit dem Getter Kupferschirme mit hoher Wärme-
leitfähigkeit eingesetzt werden. Die Befestigung des
Getterbandes in Form eines vorgefertigten Ringes me-
chanisch oder mittels Schweißverbindungen ermöglicht
eine feste Verbindung von Gettermaterial mit dem Kup-
ferschirm. Der Getterring kann beliebige Abmaße auf-
weisen. Eine weitere vorteilhafte Befestigung des Get-
terringes ergibt sich durch Laserschweißen an dem
Schirmteil, wobei Schirme aus gut wärmeleitenden Ma-
terialien, wie Kupfer, Kupferlegierungen, einsetzbar
sind.

Patentansprüche

1. Abschirmung mit Gettermaterial für eine Vakuum-
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schaltröhre mit einer Vakuumschaltkammer mit re-
lativ zueinander beweglichen mit Kontaktstücken
ausgestatteten Leitern, die die Kontaktstücke beab-
standet in Gestalt eines zylinderförmigen metalli-
schen Schirmes mit an dem Schirm angeordnetem
Gettermaterial umgibt, dadurch gekennzeichnet,
daß ein bandförmiger geschlossener Getterring (9)
außenseitig an dem Schirm (8) angeordnet und an
mindestens einer Befestigungsstelle mechanisch
durch Verformung des Schirmes oder mittels
Schweißen dauerhaft befestigt ist.

2. Abschirmung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Gettering und
der Schirm mittels einer formschlüssigen Faltver-
bindung verbunden ist.

3. Abschirmung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das zu dem Getter-
ring geschlossene Band aus Gettermaterial an den
Bandenden vernietet oder verschweißt wird, wie
mittels Punktschweißen, Laserschweißen, Elektro-
nenstrahlschweißen, Widerstandsschweißen oder
Ultraschallschweißen.

4. Abschirmung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß als Getterring ein
integraler Zylinderrohrabschnitt aus Gettermaterial
vorgesehen ist.

5. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß als Schirmmaterial
Kupfer oder niedriglegierte Kupferlegierungen oder
hochlegiertes Kupferchrom, Kupferkobalt, Kupfe-
reisen, Molybdänkupfer, Wolframkupfer, Wolfram-
carbidsilber, Wolframcarbidkupfer oder Kombina-
tionen der vorgenannten Materialien vorgesehen
sind.

6. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der zylinderförmi-
ge Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der Get-
terring aufschiebbar ist, einen stufenförmigen Ab-
satz (84) zur Aufnahme des Getterringes (9) auf-
weist, der etwa eine der Dicke (d) des Getterringes
(9) entsprechende Breite (a) aufweist, wobei der
Außendurchmesser (Ae) des Endbereiches (85)
des Schirmes nicht größer als der Innendurchmes-
ser (Ig) des Getterringes (9) ist.

7. Abschirmung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Länge (Le) des
von der Absatzstufe (84) sich erstreckenden ver-
jüngten Endbereiches (85) größer bemessen ist als
der Breite (b) des Getterringes (9) entspricht, so
daß der Endbereich über den aufgeschobenen Get-
terring vorsteht.

8. Abschirmung nach einem der Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß als Gettermaterial
Titan, Zirkon-Aluminium, Zirkon-Titan, Zirkon-Alu-
minium-Titan, Zirkon-Vanadium-Eisen-Titan und/
oder Molybdän-Titan eingesetzt ist.

9. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, indem über den auf den
Schirm aufgeschobenen Gettering überstehenden
Randbereich des Endbereiches des Schirms kram-
penartige nach außen gerichete Verformungen
(86a, 86b, 86c, 86d) zum Befestigen des Getterrin-
ges ausbildbar sind.

10. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß der über den auf
den Schirm aufgeschobene Gettering überstehen-
de Randbereich des Endbereiches des Schirmes
nach außen zur Ausbildung eines Wulstes oder
Kragens und Lagefixierung des Getteringes gebör-
delt ist.

11. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß der zylinderförmi-
ge Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der Get-
terring aufschiebbar ist, einen stufenförmig verjüng-
ten Absatz aufweist und der verjüngte Absatz (85)
von seinem stirnseitigen Ende her mit Schlitzen
(87) versehen ist und die zwischen den Schlitzen
befindlichen Endbereiche (8a, 8b, 8c) des Schirmes
nach außen unter Ausbildung eines beabstandet
von dem Schirm (8) vorstehenden Kragens (88)
umgebogen sind.

12. Verfahren zum Befestigen von Gettermaterial an ei-
ner Abschirmung in Gestalt eines zylinderförmigen
Schirms, die Kontaktstücke der Vakuumschaltröhre
beabstandet umgibt,
dadurch gekennzeichnet, daß

ein bandförmiger geschlossener Getterring aus
einem Gettermaterial gefertigt wird,

ein zylindrischer eine gute Wärmeleitung auf-
weisender Schirm aus Kupfer oder eine Kupfer
enthaltende Legierung gefertigt wird, der einen
Endbereich aufweist, dessen Außendurchmes-
ser so bemessen ist, daß der Getterring auf den
Endbereich aufschiebbar ist,

der Getterring auf den Endbereich des Schir-
mes aufgeschoben wird

und der Getterring mechanisch oder mittels
Schweißen an dem Schirm befestigt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß der Getterring so
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weit auf den Endbereich des Schirmes aufgescho-
ben wird, daß ein Randbereich des Schirmes über
den Getterring vorsteht und der Getterring durch
bereichsweises oder vollständiges Umbördeln des
Randbereiches nach außen an dem Schirm befe-
stigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß der Getterring so
weit auf den Endbereich des Schirmes aufgescho-
ben wird, daß ein Randbereich des Schirmes über
den Getterring vorsteht und der Getterring durch
stellenweises nach außen Verstemmen des Rand-
bereiches des Schirmes unter Ausbildung von
Krampen an dem Schirm befestigt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schirm an dem
Endbereich, auf den der Getterring aufgeschoben
wird, eine Absatzstufe aufweist, die als Anschlag für
den aufzuschiebenden Getterring dient.

16. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß der Getterring aus
einem bandförmigen Gettermaterial gefertigt wird,
wobei die Bandenden zu dem Getterring durch Nie-
ten oder Schweißen verbunden werden.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, daß das Verbinden der
Bandendenn zu dem Getterring gleichzeitig mit der
Befestigung des Getterringes an dem Schirm mit-
tels Schweißen, wie Punktschweißen, Laser-
schweißen, Ultraschallschweißen, Elektronen-
strahlschweißen, Widerstandsschweißen erfolgt.

18. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, daß der zylindrische
Schirm mit einem stufenförmig verjüngten Absatz
für die Aufnahme des Getterringes ausgebildet wird
und der verjüngte Absatz (85) von seinem stirnsei-
tigen Ende her mit Schlitzen (87) versehen wird und
nach dem Befestigen des Getterringes (9) an der
Außenseite des Schirmes (8) die zwischen den
Schlitzen verbliebenen Endbereiche des Schirmes
den Getterring (8) beabstandet überkragend nach
außen umgebogen werden.

Claims

1. A shielding with getter material for a vacuum switch-
ing tube with a vacuum switching chamber with con-
ductors that can move relative to each other and are
equipped with contact tips, which envelops the con-
tact tips spaced apart in the form of a cylindrical
metal shield, with getter material arranged on the
shield, characterized in that a strip-shaped,

closed getter ring (9) is situated on the outside of
the shield (8), and mechanically secured in a per-
manent fashion on at least one attachment site via
deformation of the shield or welding.

2. The shielding according to claim 1, characterized
in that the getter ring and the shield are joined by
means of a positive folded junction.

3. The shielding according to claim 1, characterized
in that the getter material strip closed relative to the
getter ring is riveted or welded at the strip ends, e.
g., point welded, laser welded, electron beam weld-
ed, resistance welded or ultrasound welded.

4. The shielding according to claim 1, characterized
in that an integral cylinder tube section made out
of getter material is provided as the getter ring.

5. The shielding according to one of claims 1 to 4,
characterized in that copper or low-alloyed copper
alloys or high-alloyed copper chromium, copper co-
balt, copper iron, molybdenum copper, tungsten
copper, tungsten carbide silver, tungsten carbide
copper or combinations of the aforementioned ma-
terials are provided.

6. The shielding according to one of claims 1 to 5,
characterized in that the area toward the end of
the cylindrical shield, onto which the getter ring can
be slipped, has an incremental shoulder (84) for ac-
commodating the getter ring (9), whose width (a)
roughly corresponds to the thickness (d) of the get-
ter ring (9), wherein the outer diameter (Ae) of the
end area (85) of the shield is no greater than the
inner diameter (Ig) of the getter ring (9).

7. The shielding according to claim 6, characterized
in that the length (Le) of the narrowed end area (85)
extending from the shoulder (84) is greater than the
width (b) of the getter ring (9), so that the end area
projects over the slipped-on getter ring.

8. The shielding according to one of claims 1 to 7,
characterized in that titanium, zirconium-alumi-
num, zirconium-titanium, zirconium-aluminum-tita-
nium, zirconium-vanadium-iron-titanium and/or
molybdenum-titanium is used as the getter materi-
al.

9. The shielding according to one of claims 1 to 8,
characterized in that strap-like, outwardly directed
deformations (86a, 86b, 86c, 86d) to secure the get-
ter ring can be formed over the edge area of the end
area of the shield projecting over the getter ring
slipped onto the shield.

10. The shielding according to one of claims 1 to 8,
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characterized in that the edge area of the end area
of the shield projecting over the getter ring slipped
onto the shield is outwardly beaded to form a boss
or collar, and fix the getter ring in place.

11. The shielding according to one of claims 1 to 8,
characterized in that the cylindrical shield has an
incrementally narrowed shoulder toward the end ar-
ea onto which the getter ring can be slipped, and
the narrowed shoulder (85) is provided from its front
end with slits (87), and the end areas (8a, 8b, 8c)
of the shield located between the slits are envel-
oped from the outside with the formation of a collar
(88) projecting spaced apart from the shield (8).

12. A procedure for securing getter material to a shield-
ing in the form of a cylindrical shield, which envelops
contact tips of the vacuum switching tube spaced
apart, characterized in that a strip-shaped, closed
getter ring is fabricated out of a getter material, a
cylindrical shield with good heat conduction is fash-
ioned out of copper or a copper-containing alloy,
having an end area whose outer diameter is dimen-
sioned in such a way that the getter ring can be
slipped onto the end area, the getter ring is slipped
onto the end area of the shield, and the getter ring
is secured to the shield either mechanically or via
welding.

13. The procedure according to claim 12, character-
ized in that the getter ring is slipped onto the end
area of the shield until an edge area of the shield
projects over the getter ring, and the getter ring is
secured to the shield by partially or completely beat-
ing the edge area to the outside.

14. The procedure according to claim 12, character-
ized in that the getter ring is slipped onto the end
area of the shield until an edge area of the shield
projects over the getter ring, and the getter ring is
secured to the shield by outwardly caulking sections
of the edge area of the shield with the formation of
bosses.

15. The procedure according to one of claims 12 to 14,
characterized in that the shield has a shoulder on
the end area onto which the getter ring is slipped,
which is used as a stop for the getter ring to be
slipped on.

16. The procedure according to claim 12, character-
ized in that the getter ring is fashioned out of a strip-
shaped getter material, wherein the strip ends are
joined with the getter ring via riveting or welding.

17. The procedure according to claim 16, character-
ized in that the strip ends are joined with the getter
ring at the same time that the getter ring is secured

to the shield via welding, e.g., point welding, laser
welding, ultrasound welding, electron beam weld-
ing, resistance welding.

18. The procedure according to claim 12 or 13, char-
acterized in that the cylindrical shield is fashioned
with an incrementally narrowed shoulder for accom-
modating the getter ring, and the narrowed shoulder
(85) is provided from its front end with slits (87), and
the end areas of the shield remaining behind be-
tween the slits are outwardly bent spaced apart
from the getter ring (8) after the getter ring (9) has
been secured to the outside of the shield (8).

Revendications

1. Blindage avec matière de gitter pour tube-interrup-
teur sous vide comportant une chambre-interruptri-
ce sous vide avec des conducteurs équipés de piè-
ces de contact mobiles les uns par rapport aux
autres, qui entoure à distance les pièces de contact
sous la forme d'un écran métallique de forme cylin-
drique avec de la matière de gitter disposée sur
l'écran, caractérisé en ce qu'une bague de gitter
(9) fermée en forme de bande est disposée sur la
face extérieure de l'écran (8) et est fixée à demeure
à au moins un point de fixation mécaniquement par
déformation de l'écran ou par soudage.

2. Blindage selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la bague de gitter et l'écran sont reliés au
moyen d'une liaison mécanique de pliage.

3. Blindage selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la bande fermée pour former la bague de
gitter en matière de gitter est rivetée ou soudée aux
extrémités de la bande, comme au moyen d'un sou-
dage par points, soudage au laser, soudage par
bombardement électronique, soudage par résistan-
ce ou soudage aux ultrasons.

4. Blindage selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'une section intégrale de tube cylindrique en
matière de gitter est prévue comme bague de gitter.

5. Blindage selon une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que du cuivre ou des alliages de
cuivre faiblement alliés ou du chrome au cuivre for-
tement allié, du cobalt au cuivre, du fer au cuivre,
du cuivre au molybdène, du cuivre au tungstène, de
l'argent au carbure de tungstène, du cuivre au car-
bure de tungstène ou une combinaison des matiè-
res précitées sont prévus comme matière d'écran.

6. Blindage selon une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que l'écran de forme cylindrique
présente en direction de sa zone terminale, sur la-
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quelle la bague de gitter peut glisser, un talon en
forme de palier (84) destiné à recevoir la bague de
gitter (9), talon qui présente une largeur (a) corres-
pondant approximativement à l'épaisseur (d) de la
bague de gitter (9), le diamètre extérieur (Ae) de la
zone terminale (85) de l'écran n'étant pas plus
grand que le diamètre intérieur (Ig) de la bague de
gitter (9).

7. Blindage selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la longueur (Le) de la zone terminale (85)
rétrécie s'étendant à partir du palier en talon (84)
est d'une dimension supérieure à la largeur (b) de
la bague de gitter (9), de sorte que la zone terminale
dépasse de la bague de gitter glissée dessus.

8. Blindage selon une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que du titane, du zirconium-alumi-
nium, du zirconium-titane, du zirconium-aluminium-
titane, du zirconium-vanadium-fer-titane et/ou du
molybdène-titane sont utilisés comme matière de
gitter.

9. Blindage selon une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que des déformations (86a, 86b,
86c, 86d) en forme de crampons orientées vers l'ex-
térieur peuvent être formées dans la zone de bor-
dure dépassant de la bague de gitter glissée sur
l'écran de la zone terminale de l'écran, afin de fixer
la bague de gitter.

10. Blindage selon une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que la zone de bordure dépassant
de la bague de gitter glissée sur l'écran de la zone
terminale de l'écran a ses bords roulés vers l'exté-
rieur pour former un bourrelet ou un collet et fixer
en position la bague de gitter.

11. Blindage selon une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que l'écran de forme cylindrique
présente en direction de sa zone terminale, sur la-
quelle la bague de gitter peut glisser, un talon rétréci
en forme de palier et que le talon rétréci (85) est
muni à partir de son extrémité frontale de fentes
(87) et que les zones terminales (8a, 8b, 8c) se trou-
vant entre les fentes de l'écran sont recourbées
vers l'extérieur en formant un collet (88) proéminent
à distance de l'écran (8).

12. Procédé pour la fixation de matière de gitter à un
blindage sous la forme d'un écran de forme cylin-
drique, qui entoure à distance les pièces de contact
des tubes-interrupteurs sous vide, caractérisé en
ce que une bague de gitter fermée en forme de ban-
de est fabriquée dans une matière de gitter, un
écran cylindrique présentant une bonne conduction
thermique est fabriqué en cuivre ou dans un alliage
contenant du cuivre, écran présentant une zone ter-

minale dont le diamètre extérieur est dimensionné
de manière à ce que la bague de gitter puisse glis-
ser sur la zone terminale, la bague de gitter est glis-
sée sur la zone terminale de l'écran, et la bague de
gitter est fixée à l'écran mécaniquement ou au
moyen d'un soudage.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la bague de gitter est glissée sur la zone
terminale de l'écran jusqu'à ce qu'une zone de bor-
dure de l'écran dépasse de la bague de gitter et que
la bague de gitter est fixée à l'écran du fait que la
zone de bordure est recourbée de manière locali-
sée ou intégrale vers l'extérieur.

14. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la bague de gitter est glissée sur la zone
terminale de l'écran jusqu'à ce qu'une zone de bor-
dure de l'écran dépasse de la bague de gitter et que
la bague de gitter est fixée à l'écran par matage lo-
calisé vers l'extérieur de la zone de bordure de
l'écran en formant des crampons.

15. Procédé selon une des revendications 12 à 14, ca-
ractérisé en ce que l'écran présente, à sa zone ter-
minale sur laquelle est glissée la bague de gitter,
un palier en talon qui sert de butée pour la bague
de gitter à glisser dessus.

16. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la bague de gitter est fabriquée dans une
matière de gitter en forme de bande, les extrémités
de la bande formant la bague de gitter étant reliées
par rivetage ou soudage.

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que la jonction des extrémités de bande pour
former la bague de gitter est réalisée en même
temps que la fixation de la bague de gitter sur
l'écran au moyen d'un soudage, par exemple sou-
dage par points, soudage au laser, soudage aux ul-
trasons, soudage par bombardement électronique,
soudage par résistance.

18. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce que l'écran cylindrique est configuré
avec un talon rétréci en forme de palier destiné à
recevoir la bague de gitter et que le talon rétréci
(85), à partir de son extrémité frontale, est muni de
fentes (87) et qu'après la fixation de la bague de
gitter (9) sur la face extérieure de l'écran (8), les
zones terminales de l'écran restant entre les fentes
sont recourbées autour de la bague de gitter (8) à
distance en débordant vers l'extérieur.
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